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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物のシグネチャを作り出すための方法であって、
　Ａ１：上記対象物の表面の第１領域を走査すると共に、この第１領域内の表面構造の少
なくとも一部を示す走査信号を受信するステップと、
　Ａ２：ステップＡ１において決定された上記走査信号からシグネチャを生成するステッ
プと、
　Ａ３：上記シグネチャを上記対象物と関連付けるステップと、
　Ａ４：後の比較目的に使用可能にできる形態で、上記シグネチャを記憶するステップと
を少なくとも備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　対象物の特定および／または認証をするための方法であって、
　Ｂ１：上記対象物の表面の第２領域を走査すると共に、この第２領域内の表面構造の少
なくとも一部を示す走査信号を受信するステップと、
　Ｂ２：ステップＢ１において決定された上記走査信号からシグネチャを生成するステッ
プと、
　Ｂ３：ステップＢ２において決定された上記シグネチャと、少なくとも１つの基準シグ
ネチャとを比較するステップと、
　Ｂ４：ステップＢ３における比較結果に応じて、上記対象物の上記特定および／または
上記認証についてメッセージを作成するステップと
を少なくとも備えることを特徴とする方法。
【請求項３】
　表面を走査するためのセンサであって、
　外部表面と、上記外部表面に対する法線を基準にして角度γで上記外部表面にまで延び



(2) JP 2012-529689 A5 2013.6.20

ている第１貫通部と、上記外部表面に対する法線を基準にして角度δで上記外部表面にま
で延びている第２貫通部とを有し、上記角度γおよび角度δの絶対値が等しいブロックと
、
　上記第１貫通部に配置され、上記外部表面の方向に走査ビームを送信可能な放射線源と
、
　線形ビームプロファイルを形成するための光学素子と、
　上記第２貫通部に配置され、上記外部表面の方向に整置されている光検出器と
を少なくとも備えることを特徴とするセンサ。
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